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Résumé:
Le développement des sources synchrotron de troisieme génération a permis I'avénement de nouvelles
techniques de microscopie de microscopie jusqu'a la inabordables dans les sources de premiére et de
deuxieme génération, notamment grace a I'apport de la trés haute brillance.
Dans ce sens, le Synchrotron SOLEIL développe plusieurs lignes spécifiguement dédiées a la
microscopie sous tout ses aspects et couvrants toutes les gammes d’énergie allant de l'infra-rouge au
X-durs. En particulier SOLEIL élabore actuellement une ligne de microscopie dans le domaine des X-
mous (90eV-2.5keV) qui aura la particularité unique de combiner deux types de microscopie : Photon-
Electron (X-PEEM : X-ray PhotoEmission Electron Microscopy) et Photon-Photon (STXM : Scanning
Transmission X-ray Microscopy). Ces deux techniques permettront ainsi de couvrir les besoins d’'une
vaste communauté d'utilisateurs allant de la biologie aux sciences des matériaux.
Au cours de cet exposé je ferais une breve description de la lighe Soft X-ray Microscopy de SOLEIL en
me focalisant plus particulierement sur I'aspect X-PEEM qui est déja opérationnel et en fonctionnement
au synchrotron ELETTRA a Trieste-Italie depuis 2006 (Nanospectroscopy beamline). Ce microscope est
un nouveau prototype basé sur une version commerciale du microscope LEEM/PEEM Elmitec Gmbh.
Le nouveau design du microscope permet d’atteindre des trés hautes résolutions spatiales (15nm en
PEEM et 8nm en LEEM). En outre sa versatilité permet d’aborder différents aspects des sciences des
surfaces, interfaces et nanostructures comme on essayera de le montrer au cours de I'exposé.
Apres une breve description des spécificités et du fonctionnement du microscope LEEM/PEEM,
jillustrerai en me basant sur les récents résultats obtenus sur le microscope a ELETTRA, les différents
champs d’application de la microscopie X-PEEM en rayonnement synchrotron. En fin, je discuterai des
développements en cours notamment linstallation d'un correcteur d'aberrations sphériques et
chromatiques qui permettra d’atteindre dans un futur proche des résolutions de I'ordre du hanomeétre.
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